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DISPOSITIVO METÁLICO 
PARA MICROSCOPIA POR 
VARREDURA POR SONDA 

E MÉTODO DE 
FABRICAÇÃO 

 ENGENHARIA 

Dispositivo para aplicações em microscopia de varredura por sonda e um método de fabricação do 

mesmo. Mais precisamente é descrito um dispositivo fabricado por técnicas litográficas com 

reprodutibilidade para aplicação como uma sonda reprodutível de alta eficiência, tal como uma sonda 

de alta eficiência óptica. 

Descrição 

Estágio de desenvolvimento: Avançado 

• capaz de gerar um confinamentoplasmônico conferindo a eficiência óptica desejada em 

microscopiapor varredura de sonda 

• dispositivo de alta qualidade 

• possibilita o ajuste fino dafaixa de energia de absorção óptica do dispositivo. 
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